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(57)摘要

本实用新型涉及铸造工艺及设备技术领域，

尤其涉及一种真空射砂无射砂棒的制芯装置，包

括射砂板、上芯盒、射砂嘴、水套芯、上顶芯板、固

定在上顶芯板上的上顶芯杆以及真空管，所述水

套芯上设有真空管范围外的深凹比大部，所述上

芯盒深凹比大部处设有顶芯通道，所述上顶芯板

上设有一端固定于其上的与所述顶芯通道形状

相匹配的第二上顶芯杆；所述射砂板上设有一端

固定于其上用于插入顶芯通道的假射砂嘴。本实

用新型保证砂芯完整起模，解决了真空射砂无射

砂棒制芯工艺条件下深凹比大的砂芯起模断裂

问题，提高真空射砂无射砂棒工艺的适应性。
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1.一种真空射砂无射砂棒的制芯装置，包括射砂板（2）、上芯盒（3）、射砂嘴（5）、水套芯

（7）、上顶芯板（8）以及固定在上顶芯板（8）上的上顶芯杆（10）,其特征在于：所述上芯盒（3）

上方设有与所述射砂嘴（5）连通的真空管（6），若干所述射砂嘴（5）的上端固定于射砂板（2）

上，所述上芯盒（3）上设有用于射砂嘴（5）插入的射砂嘴通道（15），所述水套芯（7）上设有真

空管（6）范围外的深凹比大部（1），所述上芯盒（3）深凹比大部（1）处设有顶芯通道（9），所述

上顶芯板（8）上设有一端固定于其上的与所述顶芯通道（9）形状相匹配的第二上顶芯杆

（11）；所述射砂板（2）上设有一端固定于其上用于插入顶芯通道（9）的假射砂嘴（4）。

2.根据权利要求1所述的一种真空射砂无射砂棒的制芯装置，其特征在于：所述假射砂

嘴（4）的形状与所述顶芯通道（9）的形状相匹配。

3.根据权利要求2所述的一种真空射砂无射砂棒的制芯装置，其特征在于：还包括下芯

盒（12）、下顶芯板（14），所述下顶芯板（14）上设有下端固定于其上的下顶芯杆（13）。
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一种真空射砂无射砂棒的制芯装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及铸造工艺及设备技术领域，尤其涉及一种真空射砂无射砂棒的制

芯装置。

背景技术

[0002] 真空射砂无射砂棒的制芯工艺是一种热芯制芯射砂新工艺，由于真空吸力的作

用，射砂后覆膜砂不会留在射嘴内，砂芯固化后射砂嘴内就没有射砂棒，减少了覆膜砂的用

量，省去了敲除射砂棒的工序，也不存在因射砂棒掉入芯盒中而需人工去清理芯盒；因此对

于自动化程度高（如机器人在芯盒中放芯撑、机器人取芯等）的制芯单元，采用真空射砂无

射砂棒工艺的越来越多。

[0003] 真空射砂无射砂棒工艺和普通的射砂工艺一样，也需要采用芯盒上顶芯的方法确

保在芯盒开模过程中砂芯能完整的留在下芯盒，再通过下顶芯的方法将砂芯从下芯盒中顶

出。

[0004] 真空射砂无射砂棒工艺的上顶芯方法就是在每个射嘴中心设置顶芯杆：射砂后由

顶芯板+顶芯杆压平芯盒本体射砂处的覆膜砂，待砂芯固化后，在上芯盒开模过程中由上顶

芯板+顶芯杆顶出。

[0005] 普通的射砂工艺其上顶芯方法：射砂后射嘴内的覆膜砂和芯盒本体内的覆膜砂一

起固化，砂芯固化后，在上芯盒开模过程中由上顶芯板+顶芯杆直接顶在射砂棒的头部顶

出。

[0006] 对于普通的射砂工艺，只要在制芯机的射砂范围内，就能布置射砂嘴和顶芯杆；对

于真空射砂无射砂棒工艺，射砂嘴和顶芯杆的布置受真空管的布置影响，即在真空管覆盖

的区域才能设置射砂嘴和顶芯杆，但是在真空管不能覆盖的区域，由于存在部分深凹比大

的砂芯区域，也需要设置上顶芯杆，否则芯盒开模过程中深凹比大的砂芯因受力不平衡就

会拉裂，这就需要找到一种方法来解决这个问题。

[0007] 正是基于上述考虑，本实用新型设计了一种真空射砂无射砂棒的制芯装置及工

艺，保证真空射砂无射砂棒工艺在真空管不能覆盖的区域有深凹比大的砂芯也能完整起

模。

实用新型内容

[0008] 本实用新型的目的在于克服现有技术的不足，适应现实需要，提供一种真空射砂

无射砂棒的制芯装置，保证真空射砂无射砂棒工艺在真空管不能覆盖的区域有深凹比大的

砂芯也能完整起模。

[0009] 为了实现本实用新型的目的,本实用新型采用的技术方案为：

[0010] 本实用新型公开了一种真空射砂无射砂棒的制芯装置，包括射砂板、上芯盒、射砂

嘴、水套芯、上顶芯板以及固定在上顶芯板上的上顶芯杆,所述上芯盒上方设有与所述射砂

嘴连通的真空管，若干所述射砂嘴的上端固定于射砂板上，所述上芯盒上设有用于射砂嘴
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插入的射砂嘴通道，所述水套芯上设有真空管范围外的深凹比大部，所述上芯盒深凹比大

部处设有顶芯通道，所述上顶芯板上设有一端固定于其上的与所述顶芯通道形状相匹配的

第二上顶芯杆；所述射砂板上设有一端固定于其上用于插入顶芯通道的假射砂嘴。

[0011] 所述假射砂嘴的形状与所述顶芯通道的形状相匹配。

[0012] 还包括下芯盒、下顶芯板，所述下顶芯板上设有下端固定于其上的下顶芯杆。

[0013] 本实用新型的有益效果在于：

[0014] 1.本实用新型通过在真空管不能覆盖而不能设置射砂嘴和上顶芯杆、又存在部分

深凹比大的砂芯区域，通过设计假射砂嘴以及顶芯通道的来达成，可以设置第二上顶芯杆，

以保证砂芯完整起模，解决了真空射砂无射砂棒制芯工艺条件下深凹比大的砂芯起模断裂

问题，提高真空射砂无射砂棒工艺的适应性。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型的结构示意图；

[0016] 图2为射砂状态射砂板与上芯盒配合时，图1沿着A-A的剖面图；

[0017] 图3为上顶芯状态上顶芯板与上芯盒配合时，图1沿着A-A的剖面图；

[0018] 图4为本实用新型中水套芯、上芯盒、射砂嘴以及真空管的布置图；

[0019] 图5为图4沿着B-B的剖面图；

[0020] 图6为本实用新型中水套芯芯盒下定芯结构示意图；

[0021] 图7为图6沿着C-C的剖面图。

[0022] 图中，1深凹比大部，2射砂板，3上芯盒，4假射砂嘴，5射砂嘴，6真空管，7水套芯，8

上定芯板，9顶芯通道，10上顶芯杆，11第二上顶芯杆，12下芯盒，13下顶芯杆，14下顶芯板，

15射砂嘴通道。

具体实施方式

[0023] 下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明：

[0024] 参见图1-图7。

[0025] 本实用新型公开了一种真空射砂无射砂棒的制芯装置，包括射砂板2、上芯盒3、射

砂嘴5、水套芯7、上顶芯板8以及固定在上顶芯板8上的上顶芯杆10,所述上芯盒3上方设有

与所述射砂嘴5连通的真空管6，若干所述射砂嘴5的上端固定于射砂板2上，所述上芯盒3上

设有用于射砂嘴5插入的射砂嘴通道15，所述水套芯7上设有真空管6范围外的深凹比大部

1，所述上芯盒3深凹比大部1处设有顶芯通道9，所述上顶芯板8上设有一端固定于其上的与

所述顶芯通道9形状相匹配的第二上顶芯杆11；所述射砂板2上设有一端固定于其上用于插

入顶芯通道9的假射砂嘴4，通过真空管6与射砂嘴5内的射砂腔连通，真空吸力的作用，射砂

后覆膜砂不会留在射嘴内，砂芯固化后射砂嘴内就没有射砂棒，减少了覆膜砂的用量，省去

了敲除射砂棒的工序，也不存在因射砂棒掉入芯盒中而需人工去清理芯盒；在真空管6不能

覆盖而不能设置射砂嘴5和上顶芯杆10、又存在部分深凹比大的砂芯区域，通过设计假射砂

嘴4的来达成，可以设置第二上顶芯杆，以保证砂芯完整起模，提高真空射砂无射砂棒工艺

的适应性。

[0026] 工作过程：射砂时：射砂板2移动至上芯盒3的上方，射砂嘴5进入射砂嘴通道15进
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行射砂，同时，假射砂嘴4进入上芯盒3深凹比大处1的顶芯通道9将其密封，射砂完毕后，射

砂板2移开，上顶芯板8移动至上芯盒3的上方，上顶芯杆10和第二上顶芯杆11分别进入射砂

嘴通道15以及顶芯通道9将水套芯7从上芯盒3中完整的顶出，最后，通过下顶芯杆13将水套

芯7完整从下芯盒12中顶出。

[0027] 所述假射砂嘴4的形状与所述顶芯通道9的形状相匹配，确保内部无射砂腔的实心

假射砂嘴4能够将顶芯通道9完全密封。

[0028] 还包括下芯盒12、下顶芯板14，所述下顶芯板14上设有下端固定于其上的下顶芯

杆13，上顶芯杆10与第二上顶芯杆11将水套芯7从上芯盒3中完整顶出后，由下顶芯杆13将

水套芯7完整从下芯盒12中顶出。

[0029] 以上所述仅为本实用新型的实施例，并非因此限制本实用新型的专利范围，凡是

利用本实用新型说明书及附图内容所作的等同变换或直接或间接运用在相关的技术领域，

均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。
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图1

说　明　书　附　图 1/7 页

6

CN 209598148 U

6



图2
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图3
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图4
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图5
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图6
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图7
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